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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
Leuchten, die mit einer Vielzahl von Strahlern ein
Leuchtfeld erzeugen, das in seiner Feldbreite und/oder
seiner Fokussierung und ggf. auch in seiner Farbtem-
peratur einstellbar ist. Solche Leuchten werden bei-
spielsweise als Operationsleuchten eingesetzt. Die Er-
findung betrifft ferner auch die einzelnen Strahler einer
solchen Leuchte, wobei ein solcher Strahler eine mat-
rixartige Lichtquellenanordnung, ein Optikelement zum
Formen des von der Lichtquellenanordnung abgegebe-
nen Lichts zu einem Strahlenbiindel sowie eine Ein-
stellvorrichtung zum Einstellen der Aufweitung und/o-
der der Fokussierung des Strahlenbiindels besitzen
kann.

[0002] Leuchten wie beispielsweise Operations-
leuchten umfassen oft ein Feld von Strahlern, die je-
weils ein Strahlenbiindel abgeben und zusammen ein
Leuchtfeld erzeugen, das nach Art einer Lichtsaule ein
bestimmtes Zielgebiet wie beispielsweise eine Wunde
eines auf einem Operationstisch befindlichen Patienten
ausleuchtet. Typischerweise werden von solchen Ope-
rationsleuchten oder ahnlichen Leuchten sehr kleine
Felder mit sehr hohen Beleuchtungsstarken in der Gro-
Renordnung von 1 bis 2 mal der Beleuchtungsstarke
der Sonne ausgeleuchtet, wobei beispielsweise Felder
der Grofie von 10 bis 40 cm oder 15 bis 30 cm in einer
Entfernung von etwa 1 m ausgeleuchtet werden.
[0003] Um im Zielgebiet optimale Ausleuchtverhalt-
nisse zu erzielen, ist es hilfreich, wenn das Leuchtfeld
in seiner Breite bzw. seinem Durchmesser verstellt
werden kann oder die Fokussierung verandert werden
kann, um in einem bestimmten Abstand von der Leuch-
te eine bestimmte Feldbreite zu haben. Zusatzlich zur
Verstellbarkeit der Feldbreite und der Fokussierung
kann auch die Lichtfarbe bzw. Farbtemperatur im
Leuchtfeld verandert werden, um die gewiinschte Aus-
leuchtung zu erzielen bzw. die Ausleuchtung an ver-
schiedene Randbedingungen anpassen zu kdnnen.
[0004] Solche Leuchten sind aus der Praxis bekannt,
wobei beispielsweise unter der Produktbezeichnung-
marLED X® der Firma KLS Martin oder auch unter der
Produktbezeichnung TruLight 5000® von der Firma
Trumpf Medical eine Operationsleuchte bekannt ist,
die hinsichtlich der im Leuchtfeld erzeugten Farbtem-
peratur umschaltbar ist und deren Leuchtfeld hinsicht-
lich des Durchmessers stufenweise angepasst werden
kann. Die in einem teller- bzw. plattenférmigen Leucht-
enkorpus zusammengefassten Strahler umfassen da-
bei jeweils LEDs als Lichtquellen, deren abgegebenes
Licht mittels Optikelementen zu Strahlenbiindeln ge-
formt werden, die zusammen das Leuchtfeld der
Leuchte erzeugen.

[0005] Um die Breite bzw. den Durchmesser des
Leuchtfelds stufenweise zu verstellen, umfassen sol-
che Leuchten regelmafig zweierlei oder mehrerlei
Strahlergruppen, die je nach gewiinschtem Leuchtfeld-
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durchmesser alternativ ein- und ausgeschaltet oder
kombinatorisch zugeschaltet werden. Die einzelnen
Strahler selbst haben dabei eine feste Aufweitung bzw.
einen festen Zoom-Faktor. Zum Erzeugen einer
schméleren Lichtsdule werden die engstrahlenden
Strahler eingeschaltet, wahrend zum Erzeugen einer
breiteren Lichtsaule die breiter strahlenden oder defo-
kussierten Strahler eingeschaltet oder ggf. auch zuge-
schaltet werden. Dabei kénnen auch mehr als zwei
Gruppen von Strahlern vorgesehen sein, um die Feld-
breite mehr als zweistufig verstellen zu kénnen, wobei
die Strahler im digitalen Sinne ein- und ausgeschaltet
oder alternativ auch auf unterschiedliche Helligkeiten
gedimmt werden koénnen, sodass beispielsweise eine
breite Linse auf 10% der maximalen Helligkeit und eine
enge Linse auf 90% der maximalen Helligkeit gefahren
werden kann, um eine schmale Lichtsaule zu erzielen.
[0006] Diese Umschaltbarkeit zwischen verschiede-
nen Strahlergruppen bzw. deren Dimmbarkeit auf un-
terschiedliche Helligkeitsstufen fuhrt jedoch dazu, dass
in der Leuchte immer schwarze bzw. nicht oder kaum
leuchtende Abschnitte vorhanden sind, namlich immer
dort, wo ein entsprechender Strahler gerade ausge-
schaltet ist, weil das von ihm erzeugte Strahlenbilindel
hinsichtlich der Aufweitung nicht passt. Dies hat ver-
schiedene Nachteile. Beispielsweise treten Multischat-
ten auf, wenn beispielsweise eine Hand eines Opera-
teurs in die Lichtsdule greift. Zudem wird eine grofl3e
Zahl an Strahlern bzw. Komponenten benétigt, die sich
sozusagen verdoppelt oder verdreifacht, wenn die
Feldbreite zweistufig oder dreistufig einstellbar sein
soll.

[0007] Alternativ wurde auch bereits vorgeschlagen,
das Leuchtfeld durch eine mechanische Verstellung der
Strahler-Optiken auf die gewiinschte Breite bzw. den
gewunschten Durchmesser einzustellen. Dabei kann
durch Verkippen der einzelnen Strahler bzw. Optikele-
mente insgesamt eine breitere oder schmalere Uberla-
gerung bzw. ein breiteres oder schmaleres Leuchtfeld
erzeugt werden. Der Vorteil dieser mechanisch verstell-
baren Lésung ist ein an sich immer gleichmafig bzw.
vollstdndig leuchtender Leuchtenkorpus, da es nicht
notwendig ist, einzelne Strahler abzuschalten, um die
Breite des Leuchtfelds zu verandern. Andererseits ist
die Mechanik zur Verstellung der Optikelemente auf-
wendig und meist auch teuer.

[0008] Weiterhin wurde auch bereits vorgeschlagen,
das Strahlenbiindel solcher Strahler elektronisch zu
zoomen, indem einzelne LEDs eines LED-Clusters in-
dividuell angesteuert werden, um durch geschicktes
Zu- und Abschalten einzelner Lichtquellen oder Licht-
quellengruppen der am Strahler vorgesehenen matri-
xartigen Lichtquellenanordnung die Aufweitung bzw.
Fokussierung des vom Strahler abgegebenen Strah-
lenbiindels zu verstellen, vgl. beispielsweise DE 10
2018 106 223 A1 und DE 10 2017 213 488 A1.

[0009] Aus der Schrift WO 2019/137909 A1 ist eine
LED-Leuchte bekannt, bei der eine Gruppe von LED-
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Elementen einer Linse zugeordnet sind, die das Licht
aus den LEDs einsammelt und zu einem Strahlenbln-
del formt, wobei die LED-Elemente von einer Steuer-
vorrichtung individuell angesteuert werden kénnen, um
wahlweise ein engeres Strahlenblindel oder ein breite-
res Strahlenbiindel zu generieren.

[0010] Durch das individuelle Ansteuern der einzel-
nen Lichtquellen kann sozusagen die Lichtquelle ge-
genuber der Hauptachse des Optikelements verstellt
werden, wodurch sich das vom Optikelement abgege-
bene Strahlenblindel unterschiedlich formt. Festzuhal-
ten bleibt hier aber, dass es dabei nicht um eine abbil-
dende Optik beispielsweise im Sinne eines Beamers
oder eines Diaprojektors geht, sondern um das helle
Ausleuchten eines bestimmten Zielgebiets mit sehr ho-
hen Beleuchtungsstarken in mdglichst gleichmaRiger
Weise. Wie eingangs erwahnt, soll beispielsweise eine
Wunde eines auf einem Operationstisch befindlichen
Patienten schattenfrei und sehr hell ausgeleuchtet wer-
den und dabei das Strahlenbiindel an die GréRe und
Position des Zielgebiets angepasst werden.

[0011] Bei solchen bekannten Strahlern mit elektron-
ischer Zoomfunktion wird bislang im Wesentlichen die
Grole des Leuchtfelds im Zielgebiet und auch dessen
Konturierung im Sinne von kreisférmig auf oval und
umgekehrt verstellt, indem verschiedene LED-Pixel
bzw. verschiedene Untergruppen der matrixartigen
Lichtquellenanordnung ein- und ausgeschaltet bzw. he-
runter- und heraufgedimmt werden.

[0012] Trotzdem ist es bislang bei solchen Strahlern
mit elektronischer Zoomfunktion schwierig, das im Ziel-
gebiet erzeugte Leuchtfeld tatsachlich auf den ge-
wiinschten Bereich des Zielgebiets bzw. der Zielebene
zu richten. Bislang wird dies vorrangig dadurch gelost,
dass die Strahler quer zur Hauptstrahlrichtung des
Strahlenblindels hin- und hergeschoben werden, was
beispielsweise durch eine verschiebbare oder gelenki-
ge Aufhangung der Operationsleuchten ermdglicht
wird, oder es werden verstellbare Operationstische ein-
gesetzt, um den Patienten mit seinem Wundbereich
exakt in den Strahlenkegel fahren zu kénnen. Beides
ist jedoch relativ aufwandig, da Operationsleuchten re-
gelmaRig aus nicht nur einem Strahler bestehen, son-
dern ein groReres Strahlerfeld umfassen und insofern
eine massive und raumgreifende Einheit bilden, die nur
schwierig zu verkippen und verschieben ist.

[0013] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Leuchte der ge-
nannten Art sowie einen verbesserten Strahler fir eine
solche Leuchte zu schaffen, die Nachteile des Standes
der Technik vermeiden und letzteren in vorteilhafter
Weise weiterbilden. Insbesondere soll eine hinsichtlich
Ausrichtung des im Zielgebiet erzeugten Leuchtfelds
einfache Verstellbarkeit erreicht werden, ohne dies
durch lichttechnische Beeintrachtigungen wie Multi-
oder Farbschatten zu erkaufen oder hierfur teure, emp-
findliche Verstellmimiken und hohe Bauteilzahlen zu
bendtigen.
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[0014] Erfindungsgemaf wird die genannte Aufgabe
durch Strahler gemafR Anspruch 1 sowie eine Leuchte
mit einer Mehrzahl solcher Strahler gemaR Anspruch
13 gel6st. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhangigen Anspriiche.

[0015] Es wird also vorgeschlagen, die Hauptabst-
rahlrichtung bzw. die Ausrichtung des erzeugten Strah-
lenbiindels auf Ebene der Strahler einzustellen, um zu-
mindest nicht zwingend unterschiedliche Gruppen von
Strahlern zu bendtigen, um das Leuchtfeld hinsichtlich
seiner Position im Zielgebiet verstellen zu kdnnen. Da-
bei wird vorgeschlagen, die Hauptabstrahlrichtung des
vom Strahler abgegebenen Strahlenbiindels durch ge-
schicktes Zu- und Abschalten einzelner Lichtquellen
oder Lichtquellengruppen der an einem Strahler vorge-
sehenen matrixartigen Lichtquellenanordnung zu ver-
kippen, um zumindest nicht zwingend eine mechani-
sche Zoom-Optik bzw. mechanische Verstellbarkeit der
Optikelemente zu bendtigen.

[0016] Erfindungsgemall wird das Optikelement in
Form einer Linse zum Formen des von der Lichtquel-
lenmatrix her empfangenen Lichts dazu ausgebildet,
das gesamte empfangene Licht beim Formen zum
Strahlenbiindel gleich oft zu reflektieren, wobei die An-
zahl der Reflexionsvorgadnge R eines jeden empfang-
enen Lichtstrahls an dem Optikelement der Beziehung
0 < R < n genlgt und n eine natirliche Zahl < 10 ist,
wobei die Einstellvorrichtung einen Betriebsmodus zum
Verstellen der Abstrahlrichtung und/oder Hauptachse
des Strahlenblindels aufweist, in dem zum Verkippen
der Abstrahlrichtung und/oder Hauptachse des Strah-
lenbiindels verschiedene Untergruppen der Lichtquel-
len angesteuert werden, die verschieden stark asym-
metrisch zur optischen Hauptachse des Optikelements
versetzt angeordnet sind.

[0017] Diesem Ansatz zur Leuchtfeldverstellung liegt
die Uberlegung zugrunde, dass sich das von einem
Optikelement abgestrahlte Strahlenblindel verlagert, je
nachdem, von woher das Licht, das das Optikelement
dann umformt, auf das Optikelement trifft. Je nachdem,
welche Position eine Lichtquelle relativ zur optischen
Hauptachse des Optikelements einnimmt, strahlt das
Optikelement das von der Lichtquelle empfangene
Licht in unterschiedliche Richtungen bzw. mit unter-
schiedlichen Hauptachsen und ggf. auch unterschied-
lichen Aufweitungen ab.

[0018] Wird nun durch geschicktes Zu- und Abschal-
ten bzw. Hoch- und Abdimmen verschieden stark
asymmetrisch angeordneter Lichtquellen oder Licht-
quellengruppen Licht auf das Optikelement gegeben,
das verschieden stark von dessen optischer Hauptach-
se quer versetzt ist, gibt das Optikelement ein verschie-
den ausgerichtetes bzw. verkipptes Strahlenbiindel ab.
[0019] Eine solche elektronische Einstellung der Auf-
weitung und/oder Fokussierung des Strahlenblindels
auf Ebene des Strahlers selbst erlaubt es nicht nur, auf
teure und aufwendige mechanische Verstellvorrichtun-
gen zu verzichten, sondern vermeidet dariiber hinaus
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auch lichttechnisch ungewiinschte Nachteile wie Multi-
schatten, wie sie bei Leuchtenfeldern mit zweierlei
Strahlertypen fiir die Leuchtfeldverstellung eintreten,
oder Farbschatten, wie sie bei Leuchtfeldern mit zwei-
erlei verschiedenfarbigen Strahlergruppen eintreten.
Gleichzeitig kann die bendtigte Teilezahl drastisch re-
duziert werden.

[0020] Dabei gestattet es die gleichgrof’e Anzahl an
Reflexionsvorgangen am Optikelement, die Hauptabst-
rahlrichtung des erzeugten Strahlenblindels sauber zu
verkippen, ohne die bei bisherigen Strahlern mit elekt-
ronischem Zoom auftretenden Gegeneffekte zu haben.
Bei bisherigen Strahlern mit elektronischem Zoom wird
an dem Strahlenbiindel formenden Optikelement regel-
mafig ein Teil der Lichtstrahlen unreflektiert abgege-
ben, wahrend ein anderer Teil der Lichtstrahlen einmal
reflektiert wird. Betrachtet man bspw. einen herkémm-
lichen Reflektor, der das Licht einer am Reflektorboden
angeordneten LED-Matrix einfangt, werden die von der
LED-Matrix seitlich abgehenden Lichtstrahlen an der
Reflektorwandung reflektiert und somit einmal reflek-
tiert ins vom Reflektor abgehende Strahlenbiindel ge-
worfen, wahrend der zentrale Teil des von der
LED_Matrix abgegeben Lichts unreflektiert durch das
Zentrum des Reflektors hindurch in das insgesamt ab-
gehende Strahlenbiindel gelangt. Das gesamte vom
Optikelement empfangene Licht meint insofern das ge-
samte auf das Optikelement treffende und/oder durch
das Optikelement hindurchgehende Licht, das stromab
des Optikelements das geformte Strahlenbiindel des
Strahlers bildet.

[0021] Durch diese unterschiedliche Zahl der Refle-
xionsvorgange, die auch bei herkdmlichen Linsen mit
Totalreflexion auftreten kdnnen, kommt es beim Ab-
strahlen des Strahlenblindels zu Kompensationsvor-
gangen und es wird zumindest ein Teil der Richtungs-
anderung, die durch Ein- und Ausschalten unterschied-
lich weit von der Hauptachse beabstandeter Lichtquel-
len erzielt wird, wieder zunichte gemacht, da Licht-
strahlen, die beispielsweise gar nicht reflektiert worden
sind, in die entgegengesetzte Richtung abgelenkt wer-
den als beispielsweise einmal reflektierte Lichtstrahlen,
wenn das LED-Pixelmuster zur Hauptachse des Opti-
kelements verschoben wird. Solche Kompensationsef-
fekte bezlglich des Verkippens der Lichtstrahlenrich-
tung kann durch die genannte Ausbildung des Optike-
lements vermieden werden, welches alle von der Licht-
quellenanordnung empfangenen Lichtstrahlen gleich
oft reflektiert.

[0022] Je nach Ausbildung des Optikelements kann
die fur alle Lichtstrahlen gleich grofRe Zahl der Refle-
xionsvorgange unterschiedlich sein. Beispielsweise
kann eine mit Totalreflexion arbeitende Linse dazu aus-
gebildet sein, alle empfangenen Lichtstrahlen zweimal
durch Totalreflexion oder ggf. durch Reflexion bei Vor-
sehen einer reflektierenden Beschichtung umzulenken,
wobei beim Eintreten und Austreten aus der Linse die
Lichtstrahlen jeweils noch zwei weitere Male durch Bre-
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chung umgelenkt werden kdénnen, sodass jeder Licht-
strahl insgesamt viermal umgelenkt wird, zweimal
durch Reflexion und zweimal durch Brechung.

[0023] In Weiterbildung der Erfindung kann die mat-
rixartige Lichtquellenanordnung zumindest eine Licht-
quelle oder -gruppe umfassen, die beziiglich der opti-
schen Hauptachse des das Strahlenbiindel abstrahlen-
den Optikelements symmetrisch und/oder koaxial an-
geordnet ist, und zumindest eine weitere Lichtquelle
oder -gruppe, die bezlglich der genannten optischen
Hauptachse des Optikelements asymmetrisch bzw.
quer versetzt dazu angeordnet ist, wobei die genann-
ten symmetrisch angeordneten und asymmetrisch an-
geordneten Lichtquellen bzw. -gruppen individuell an-
steuerbar sind, sodass je nach Betriebsmodus der An-
steuervorrichtung zur Einstellung der Aufweitung un-
d/oder Fokussierung des Strahlenblndels einmal nur
eine der beiden Lichtquellen bzw. -gruppen und ein an-
deres Mal beide Lichtquellen bzw. -gruppen strahlen,
sodass sich die vom Optikelement hieraus geformten
Lichtbindel ergdnzen oder eben nicht ergdnzen, um
insgesamt ein unterschiedlich stark aufgeweitetes oder
unterschiedlich fokussiertes Strahlenbiindel zu erzeu-
gen.

[0024] In Weiterbildung der Erfindung kann die mat-
rixartige Lichtquellenanordnung auch drei oder mehr
Lichtquellen bzw. -gruppen aufweisen, die individuell
ansteuerbar und verschieden stark querversetzt bzw.
unterschiedlich asymmetrisch zur optischen Hauptach-
se des Optikelements angeordnet sind, sodass durch
verschiedene Kombination der genannten Lichtquellen
bzw. Lichtquellengruppen verschieden starke Aufwei-
tungen bzw. verschiedene Fokussierungen des insge-
samt erzeugten Strahlenblindels erreicht werden
kénnen.

[0025] Insbesondere kann die genannte Ansteuer-
vorrichtung zum individuellen und/oder gruppenweisen
Ansteuern der Lichtquellen dazu ausgebildet sein, zum
Verbreitern des Strahlenbiindels und/oder zum Heran-
holen der Fokusebene des Strahlenbiindels kaskaden-
artig immer weiter querversetzte und/oder immer star-
ker asymmetrisch angeordnete Lichtquellen bzw.
-gruppen zuzuschalten, sodass das von allen jeweils
leuchtenden Lichtquellen zusammen erzeugte Licht-
blndel, das auf das Optikelement gegeben und von
diesem zum Strahlenbiindel umgeformt wird, immer
starker asymmetrisch zur optischen Hauptachse des
Optikelements bzw. immer starker davon querversetzt
positioniert ist. Durch das kaskadenartige Zuschalten
immer starker asymmetrisch positionierter Lichtquellen
bzw. -gruppen nimmt der Querversatz des von den
Lichtquellen insgesamt erzeugten Lichtbiindels gegen-
Uber der optischen Hauptachse des Optikelements im-
mer starker zu, sodass vom Optikelement ein immer
breiteres bzw. immer starker verkipptes Strahlenbtindel
erzeugt wird.

[0026] Die matrixartige Lichtquellenanordnung kann
dabei insgesamt asymmetrisch zur optischen Haupt-
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achse des Optikelements angeordnet sein, wobei vor-
teilhafterweise ein Teil der Lichtquellenanordnung, das
heit eine Lichtquelle oder eine Lichtquellengruppe
symmetrisch und/oder koaxial zur optischen Hauptach-
se des Optikelements angeordnet sein kann. Mit ande-
ren Worten kann die optische Hauptachse des Optike-
lements durch die matrixartige Lichtquellenanordnung
gehen, vorteilhafterweise jedoch nicht mittig, sondern
durch einen zur Lichtquellenanordnungsmitte versetz-
ten Abschnitt. Hierdurch kann eine effiziente Ausnut-
zung der Lichtquellenanordnung erzielt werden bzw.
mit einer minimalen Anzahl an Lichtquellen eine maxi-
male Verstellung der Aufweitung bzw. Fokussierung
oder der Verkippung des Strahlenbiindels erreicht wer-
den.

[0027] Grundsatzlich ware es aber auch mdglich, die
matrixartige Lichtquellenanordnung insgesamt sym-
metrisch zur optischen Hauptachse des Optikelements
anzuordnen und durch symmetrische Ansteuerung der
Lichtquellen bzw. Lichtquellengruppen die gewiinschte
Verstellung der Aufweitung des Strahlenbiindels vorzu-
nehmen. Dabei kann die Aufweitung des Strahlenbiin-
dels durch Zu- und Abschalten bzw. Hoch- und Abdim-
men von verschieden weit von der Hauptachse beab-
standeten Lichtquellen bzw. -untergruppen, die auf ver-
schiedenen Seiten der Hauptachse des Optikelements,
zur genannten Hauptachse symmetrisch angeordnet
sind, gesteuert werden. Beispielsweise kann ein ver-
héltnismaRig schmales Strahlenblndel dadurch er-
zeugt werden, dass nur eine im Bereich der Hauptach-
se angeordnete Lichtquelle oder Lichtquellengruppe
strahlt, wahrend von der Hauptachse weiter beabstan-
dete Lichtquellen ausgeschaltet bzw. heruntergedimmt
sind. Um das Lichtblndel aufzuweiten, kbnnen diese
weiteren Lichtquellen bzw. -gruppen, die weiter von
der Hauptachse beabstandet angeordnet sind und bei-
spielsweise rechts und links von der zentralen Licht-
quellengruppe positioniert sein kdnnen, zugeschaltet
bzw. hochgedimmt werden, sodass sich das abge-
strahlte Lichtbtndel verbreitert.

[0028] Bei einer solchen symmetrischen Zuschaltung
kénnen in Weiterbildung der Erfindung auch unter-
schiedliche Querschnittskonturen des Strahlenbiindels
erzeugt werden, wobei insbesondere ein kreisférmiges
Strahlenbliindel zu einem elliptischen oder ovalen
Strahlenblindel oder umgekehrt verandert werden
kann. Hierzu kann beispielsweise ein Zuschalten bzw.
Hochdimmen von Lichtquellen erfolgen, die entlang ei-
ner Achse senkrecht zur Hauptachse des Optikele-
ments auf gegenuberliegenden Seiten der besagten
Hauptachse angeordnet sind, ausgefiihrt werden, wah-
rend in einer dazu senkrechten Richtung keine weite-
ren Lichtquellen hochgedimmt bzw. zugeschaltet wer-
den. Je nach Beschaffenheit der Optik kann nicht nur
eine Verstellung zwischen kreisformigen und ellipti-
schen bzw. ovalen Querschnittskonturen der Lichtsaule
erfolgen, sondern beispielsweise auch eine Umstellung
von ndherungsweise quadratischen zu ndherungswei-
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se rechteckigen Querschnittskonturen der Lichtsaule
vorgesehen werden.

[0029] Eine solche Verstellung bzw. Veranderung der
Querschnittskontur der Lichtsdule kann insbesondere
auch auf Ebene der gesamten Leuchte erfolgen. Be-
sitzt die Leuchte beispielsweise ein matrixartiges Feld
von Strahlern, kénnen beispielsweise die entlang einer
Achse der matrixartigen Anordnung positionierten
Strahler in ihrer Ansteuerung verandert werden, wah-
rend die dazu in Querrichtung aufgereihten Strahler
keine Veranderung in der Ansteuerung erfahren. Wer-
den beispielsweise die Strahler entlang einer Haupt-
achse des Strahlerfelds durch Hochdimmen bzw. Zu-
schalten der Lichtquellen bzw. -gruppen dieser Strahler
in ihren Strahlenbliindeln verbreitert oder gegeniber
der Hauptachse der Optik verkippt, und zwar insbeson-
dere die vom Zentrum weiter beabstandeten Strahler,
wahrend in einer Querrichtung keine Veranderung der
Ansteuerung erfolgt, kann ein Strecken bzw. umgekehrt
auch ein Stauchen des Querschnitts der von den Strah-
lern gemeinsam erzeugten Lichtsaule bzw. eine Verkip-
pung des Strahlenbiindels gegeniber der Hauptachse
der Optik erfolgen.

[0030] In Weiterbildung der Erfindung kann die Licht-
quellenanordnung insgesamt rechteckig konturiert sein,
wobei die Lichtquellenanordnung vorteilhafterweise in
Richtung der langeren Hauptachse des Rechtecks au-
Rermittig versetzt zur optischen Hauptachse des Opti-
kelements angeordnet sein kann. Das von den Licht-
quellen definierte Lichtquellenfeld kann eine Hullkontur
definieren, die in der genannten Weise rechteckig ist
oder zumindest naherungsweise ein Rechteck bildet.
[0031] Grundsatzlich ist es aber auch mdglich, ein
quadratisch konturiertes oder ein mehreckiges, bei-
spielsweise sechseckiges oder auch rundes, beispiels-
weise kreisrundes oder ovales Lichtquellenfeld bzw.
matrixartiges Lichtquellenmuster vorzusehen. Unab-
hangig von der konkreten geometrischen Form der
Hillkontur um die matrixartige Lichtquellenanordnung
herum kann die Lichtquellenanordnung insgesamt
asymmetrisch oder auch symmetrisch zur optischen
Hauptachse positioniert sein. Wie gesagt kann die Auf-
weitung des Strahlenbundels bzw. dessen Fokussie-
rung oder dessen Verkippung durch unterschiedlich
stark asymmetrische oder symmetrische Ansteuerung
der Lichtquellen bzw. Lichtquellengruppen der Licht-
quellenanordnung vorgenommen werden.

[0032] Um in einem zu beleuchtenden Zielgebiet eine
bestimmte Leuchtfeldbreite bzw. einen bestimmten
Leuchtfelddurchmesser zu haben, kann die Fokussie-
rung des Strahlenbilindels vorteilhafterweise automati-
siert eingestellt oder angepasst werden. Insbesondere
kann eine Abstandserfassung vorgesehen sein, die
den Abstand des zu beleuchtenden Zielgebiets von
dem Optikelement erfasst, wobei die genannte An-
steuervorrichtung die Lichtquellenanordnung in Abhan-
gigkeit des erfassten Abstands mehr oder weniger
asymmetrisch ansteuert, um in dem Zielgebiet das ge-
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wiinschte Leuchtfeld zu erzeugen.

[0033] Beispielsweise kann die Leuchte einen Ab-
standssensor besitzen, um die Zielgebietsflache wie
beispielsweise die Hohe eines OP-Tischs zu erfassen.
Die Ansteuervorrichtung steuert dann die Lichtquellen-
anordnung in Abhangigkeit des erfassten Abstands so
an, dass das Leuchtfeld im Zielgebiet die gewlinschte
Breite bzw. den gewlinschten Durchmesser bzw. die
gewilinschte (beispielsweise kreisrunde, elliptische
oder ovale) Querschnittskonturierung hat bzw. die Fo-
kusebene der erzeugten Lichtsdule im Zielgebiet liegt.
Die Abstands-Erfassungsvorrichtung kann dabei zyk-
lisch oder kontinuierlich arbeiten, um beispielsweise
bei einer Hohenverstellung des OP-Tischs oder einer
durch andere Umstande bedingten Abstandsverande-
rung zwischen Zielgebiet und Strahler ein automati-
sches Nachjustieren der Fokusebene vornehmen zu
kdénnen, indem die Ansteuervorrichtung die Lichtquel-
lenanordnung starker oder weniger stark asymmetrisch
ansteuert.

[0034] Um in dem vom Strahler abgegebenen Strah-
lenbiindel lichttechnisch unerwiinschte Effekte wie
Farbrander, Farbschatten oder auf im Strahlenblindel
liegenden Objekten wie beispielsweise einer Opera-
teurshand auftretende Farbflecken zu vermeiden, kann
in vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung zwischen
der matrixartigen Lichtquellenanordnung und dem das
Strahlenbilindel formenden Optikelement eine Mischop-
tik vorgesehen sein, die das von den Lichtquellen der
Lichtquellenanordnung abgegebene Licht durchmischt,
bevor das Licht auf das genannte Optikelement ftrifft.
Eine solche dem Optikelement vorgeschaltete Misch-
optik kann insbesondere von Vorteil sein, wenn die
Lichtquellenanordnung verschieden farbige Lichtquel-
len umfasst.

[0035] Die genannte Mischoptik kann dabei grund-
satzlich verschieden ausgebildet sein, wobei vorteilhaf-
terweise ein segmentierter Mischstab vorgesehen sein,
dessen Segmente jeweils einer individuell zuschaltba-
ren Lichtquelle bzw. -gruppe der matrixartigen Licht-
quellenanordnung zugeordnet sein kénnen. Insbeson-
dere kann als Mischoptik ein Mischstabblindel Verwen-
dung finden, dessen einzelnen Mischstabelemente um-
fangsseitig aneinandergrenzen.

[0036] Die genannte Mischoptik kann dabei vorteil-
hafterweise insgesamt bezliglich der optischen Haupt-
achse des Optikelements asymmetrisch bzw. querver-
setzt angeordnet sein. Insbesondere kann die Misch-
optik koaxial bzw. symmetrisch zur matrixartigen Licht-
quellenanordnung angeordnet sein. Ist die Lichtquel-
lenanordnung insgesamt asymmetrisch zur optischen
Hauptachse des Optikelements angeordnet, kann auch
die Mischoptik in entsprechender Weise asymmetrisch
bzw. querversetzt angeordnet sein.

[0037] Die Verwendung einer solchen Mischoptik,
insbesondere eines segmentierten Mischstabs zum Mi-
schen unterschiedlich farbigen Lichts kann, ggf. auch in
Verbindung mit einem Optikelement, das verschiedene
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Lichtstrahlen verschieden oft reflektiert, in glinstiger
Weise dazu verwendet werden, um das vom Optikele-
ment geformte Strahlenbiindel hinsichtlich seiner Ab-
strahlrichtung und/oder Hauptabstrahlrichtung zu ver-
kippen, indem zur Hauptachse der Mischoptik verschie-
den stark asymmetrisch angeordnete und/oder von der
genannten Hauptachse verschieden weit beabstandete
Lichtquellen einzeln oder gruppenweise ein- und aus-
geschaltet bzw. herabgedimmt oder hochgedimmt wer-
den. Dabei kann gleichzeitig zum Verkippen der Haupt-
abstrahlrichtung die Lichtfarbe in gewilinschter Farbe
eingestellt werden, indem beispielsweise einem einzel-
nen Stabsegment zugeordnete Lichtquellen unter-
schiedlicher Farbe ein- und ausgeschaltet bzw. hoch-
bzw. heruntergedimmt werden.

[0038] Die Erfindung wird nachfolgend anhand be-
vorzugter Ausflhrungsbeispiele und zugehérigen
Zeichnungen naher erldutert. In den Zeichnungen zei-
gen:

eine Draufsicht auf das Strahlerfeld einer
Leuchte nach einer vorteilhaften Ausfiihrung
der Erfindung, wobei eine Vielzahl an Strahler
in einem insgesamt hexagonalen Strahlerfeld
angeordnet sind,

Fig. 1:

eine Schnittansicht eines der Strahler der
Leuchte aus Fig. 1, wobei die matrixartige
Lichtquellenanordnung und deren asymmetri-
sche Anordnung beziiglich der optischen
Hauptachse des Optikelements des Strahlers
gezeigt ist,

Fig. 2:

Fig. 3: das von dem Strahler aus Fig. 2 erzeugte
Strahlenbiindel, wenn nur dessen symmet-
risch angeordnete Lichtquellengruppe 0
leuchtet,

Fig. 4:  eine schematische Darstellung des Strahlen-
blndels &hnlich Fig. 3, wenn zusatzlich zur
symmetrisch angeordneten Lichtquellengrup-
pe 0 auch die asymmetrisch angeordnete
Lichtquellengruppe 1 eingeschaltet ist, wobei
durch die strichlierte Linie in Fig. 4 auch die
Verbreiterung des Strahlenbiindels durch
symmetrische Zuschaltung dargestellt ist,
Fig. 5:  eine schematische Darstellung des Strahlen-
biindels dhnlich den Figuren 3 und 4, wenn die
Lichtquellengruppen 0, 1 und 2 eingeschaltet
sind,

Fig. 6: eine Darstellung der durch verschiedene
Lichtquellengruppen erzeugbaren Strahlen-
biindelanteile und deren kombinatorische Er-
zeugung zur Verstellung der Fokusebene un-
d/oder Verkippung der Haupstrahlrichtung
des Strahlers aus Fig. 2, wobei die Teilansicht
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a die Einzelanteile des Strahlenbiindels zeigt,
die Teilansicht b die durch verschiedenes Zu-
schalten erzeugbare Leuchtfeldbreite in einer
mittleren Fokusebene, die Teilansicht ¢ die
durch verschiedenes Zuschalten erzeugbare
Leuchtfeldbreite in einer nahen Fokusebene
und die Teilansicht d die durch verschiedenes
Zuschalten erzeugbare Leuchtfeldbreite in ei-
ner weit entfernten Fokusebene, wobei die in
den verschiedenen Teilansichten der Fig. 6
dargestellten Felder mit gegeniberliegenden
Strahlern in der Leuchte erzeugt werden kén-
nen oder auch durch symmetrische Zuschal-
tung weiter beabstandeter Lichtquellen er-
ganzt werden kdnnen,
Fig. 7:  einen Schnitt durch das Optikelement des
Strahlers aus Fig. 2, der den Strahlengang
durch das Optikelement zeigt, wobei das ge-
nannte Optikelement in Form einer scheiben-
formigen Linse ausgebildet ist, die nur zwei-
fach reflektiertes Licht austreten lasst,
Fig. 8:  einen Schnitt durch eine als Optikelement die-
nende, alternativ konturierte Linse.

[0039] Wie Fig. 1 zeigt, kann die Leuchte 1 ein Feld
von Strahlern 2 umfassen, die zumindest naherungs-
weise in einer Ebene oder entlang einer harmonisch
konturierten Flache angeordnet sein kdnnen. Beispiels-
weise kénnen die genannten Strahler 2 an einem Teller
oder plattenformigen Leuchtenkorpus 3 angeordnet
sein, der in einem Gehause aufgenommen oder ein Teil
eines Gehauses bilden kann. Beispielsweise kann die
Leuchte 1 als Operationsleuchte ausgebildet sein, die
an einem Tragarm positionsverstellbar gelagert sein
kann, um die Leuchte 1 passgenau in eine Position
Uber dem zu beleuchtenden Zielgebiet positionieren zu
kénnen. Grundséatzlich sind aber auch andere Anwen-
dungen oder Aufhangungs- und Montagemdglichkeiten
moglich.

[0040] Die Strahler 2 kénnen vorteilhafterweise ne-
beneinander angeordnet und/oder gleichmaRig verteilt
vorgesehen sein, wobei beispielsweise mehr als finf
oder mehr als zehn oder mehr als zwanzig Strahler 2
zu der Leuchte 1 zusammengefasst sein kdnnen.
[0041] Die Strahler 2 kénnen dabei im Wesentlichen
identisch zueinander ausgebildet sein. Unabhangig
hiervon kénnen die Strahler 2 im Betrieb alle leuchten
bzw. strahlen, und zwar vorzugsweise unabhangig da-
von, welchen Durchmesser oder welche Breite das von
den Strahlern 2 gemeinsam erzeugte Leuchtfeld haben
soll bzw. unabhangig davon, wie die Aufweitung und/o-
der Fokussierung der von den Strahlern 2 gemeinsam
erzeugten Lichtsaule eingestellt wird.

[0042] Wie Fig. 2 zeigt, kann jeder der Strahler 2 eine
matrixartige Lichtquellenanordnung 4 umfassen, die
beispielsweise in Form eines LED-Clusters ausgebildet
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sein kann. Vorteilhafterweise umfasst die Lichtquellen-
anordnung 4 eine Vielzahl an individuell und/oder grup-
penweise ansteuerbaren, vorzugsweise punktférmigen
Lichtquellen, die in einem Feld gleichmaRig verteilt an-
geordnet, beispielsweise auf einer Versorgungsplatine
angeordnet sein kdnnen.

[0043] Beispielsweise kann die Lichtquellenanord-
nung 4 mehr als zwei oder mehr als vier oder mehr als
sechs oder wie im gezeigten Fall 8 oder mehr als zehn
oder auch mehr als fiinfzehn oder mehr als zwanzig
Lichtquellen umfassen, die vorzugsweise gleichmafig
verteilt in mehreren reinen Spalten nebeneinander an-
geordnet sind. Die Lichtquellenanordnung 4 kann ins-
gesamt eine rechteckige oder quadratische oder auch
polygonzugartige oder mehreckige, wie beispielsweise
sechseckige, oder auch runde oder abgerundete wie
ovale oder elliptische Hullkonturierung besitzen, wobei
die genannte Hullkonturierung die Umrisskontur des
Lichtquellenfelds meint.

[0044] Vorteilhafterweise sind die Lichtquellen der
Lichtquellenanordnung 4 in einer gemeinsamen Ebene
verteilt angeordnet.

[0045] Der Strahler 2 weist ferner, wie Fig. 2 zeigt,
ein Optikelement 5 auf, das in Form einer Linse ist, um
das von der Lichtquellenanordnung 4 her empfangene
Licht zu einem Strahlenbiindel 6 zu formen, das von
dem Optikelement 5 und damit von dem Strahler 2 ab-
gegeben wird, um das jeweilige Zielgebiet auszuleuch-
ten. GemalR einer nicht beanspruchten Ausfiihrungs-
form kann das Optikelement in Form einer Mischform
aus Linse und Reflektor ausgebildet sein.

[0046] Insbesondere kénnen die Strahler 2 der
Leuchte 1 gemeinsam ein gemeinsames Zielgebiet wie
beispielsweise einen Operationstisch ausleuchten und
hierzu eine Lichtsdule abgeben, in der sich die Strah-
lenbiindel 6 der Strahler 2 ergénzen und/oder Uberla-
gern.

[0047] Das genannte Optikelement 5 ist dabei derart
ausgebildet, dass alle vom Optikelement 5 eingefange-
nen Lichtstrahlen gleich oft reflektiert werden, wobei
die Zahl der Reflexionsvorgange R der Beziehung 0 <
R < n geniigt, wobei n eine natiirliche Zahl ist und < 10
ist. Erfindungsweise ist die Zahl der Reflexionsvorgan-
ge R gréfer oder gleich 1 und vorteilhafterweise kleiner
als 8 oder kleiner als 5 oder kleiner als 3 sein.

[0048] Wie Fig. 2 zeigt, kann das Optikelement 5 bei-
spielsweise in Form einer scheibenférmigen oder fla-
chen, tellerartigen Linse ausgebildet sein, die eine
Lichteintrittsflache 7 besitzt, die an einer Flachseite der
Linse vorgesehen sein und konkav oder in Form einer
napfférmigen Ausnehmung konturiert sein kann.

[0049] An einer der Lichteintrittsflache gegenuberlie-
genden Seite kann die Linse reflektieren bzw. total re-
flektierend ausgebildet sein, so dass kein unreflektier-
ter Lichtanteil aus der Linse austreten kann. Wie der in
Fig. 7 gezeigte Strahlengang 8 zeigt, kann ein von der
Lichtquellenanordnung 4 her kommender Strahl an der
Lichteintrittsflaiche 7 durch Brechung umgelenkt wer-
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den und dann an der gegenuberliegenden Flachseite
der Linse durch Totalreflexion zurlickgeworfen werden,
um auf die ringférmige Linsenflache geworfen zu wer-
den, die die Lichteintrittsflaiche 7 umgibt. An der ge-
nannten Ringflache 9 kann der Strahlengang 8 erneut
umgelenkt werden, beispielsweise durch eine reflektie-
rende Beschichtung, die auf der Linse aufgebracht sein
kann, oder, je nach Linsenkonturierung, durch Totalre-
flexion, um zur Lichtaustrittsflache 10 gelenkt zu wer-
den, die beispielsweise ringférmig auf einer Flachseite
der Linse vorgesehen sein kann. Dabei kann zumin-
dest eine der Oberflachen des Optikelements 5, an
dem der Strahlengang 8 umgelenkt wird, facettiert aus-
gebildet sein, insbesondere mit Mikrofacetten versehen
sein, um eine VergleichmafRigung und durch Mischung
des vom Optikelement 5 eingefangenen Lichts zu er-
reichen. Insbesondere kann die ringférmige Umlenkfla-
che 9, die den internen Strahlengang 8 zur Lichtaust-
rittsflache hin lenkt, mit einer solchen Facettierung aus-
gebildet sein, vgl. Fig. 7. Insbesondere kann jeder
Lichtstrahl 8 an der abstrahlseitigen Endflache der Lin-
se und an der gegeniiberliegenden Ringflache 9 insge-
samt zweimal reflektiert werden.

[0050] Anstelle einer solchen in der Fig. 7 gezeigten
scheibenférmigen Linse kann als Optikelement 5 aber
auch eine anders konturierte Linse Verwendung finden,
beispielsweise eine tropfenférmige Linse, wie sie in
Fig. 8 gezeigt ist. Eine solche Linse kann eine der
Lichtquellenanordnung 4 zugewandte, beispielsweise
leicht konkav konturierte Lichteintrittsflache 7 umfassen
und eine der Lichteintrittsflache 7 gegeniberliegende
bzw. abgewandte Lichtaustrittsflache 10 aufweisen, die
deutlich starker gekrimmt als die Lichteintrittsflache
sein kann und/oder bauchig bzw. konvex gekrimmt
sein kann.

[0051] Wie Fig. 2 zeigt, ist die matrixartige Lichtquel-
lenanordnung 4 vorteilhafterweise asymmetrisch be-
zuglich der optischen Hauptachse 11 des Optikele-
ments 5 angeordnet. Die genannte optische Hauptach-
se 11 des Optikelements 5 kann zwar durch das Licht-
quellenfeld bzw. die Lichtquellenanordnung 4 hindurch-
treten, jedoch nicht durch das Zentrum der Lichtquel-
lenanordnung 4, sondern durch einen dazu exzentrisch
versetzten Abschnitt. Ist eine insgesamt etwa rechte-
ckige Lichtquellenanordnung 4 vorgesehen, kann die
Lichtquellenanordnung 4 in Richtung der langeren
Hauptachse des Rechtecks versetzt angeordnet sein.
[0052] Insbesondere kann die Lichtquellenanord-
nung 4 relativ zur optischen Hauptachse 11 des Optike-
lements 5 derart positioniert sein, dass eine Lichtquelle
bzw. -gruppe zur optischen Hauptachse 11 symmet-
risch positioniert ist und zumindest eine weitere Licht-
quelle oder -gruppe zur optischen Hauptachse 11
asymmetrisch bzw. querversetzt positioniert ist. Vorteil-
hafterweise sind zumindest eine Lichtquelle oder -grup-
pe symmetrisch und zumindest zwei weitere Lichtquel-
len oder -gruppen zur Hauptachse 11 exzentrisch ver-
setzt angeordnet, wobei die beiden genannten zumin-
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dest zwei weiteren Lichtquellen bzw. -gruppen vorteil-
hafterweise unterschiedlich weit zur Hauptachse 11
querversetzt sind.

[0053] Beispielsweise kann eine Lichtquellenreihe 0
symmetrisch zur optischen Hauptachse 11, eine weite-
re Lichtquellenreihe 1 benachbart zur Lichtquellenreihe
0, aber versetzt von der Hauptachse 11 angeordnet
sein und eine weitere Lichtquellenreihe 2 benachbart
zur vorgenannten Lichtquellenreine 1 und nochmals
weiter querversetzt von der Hauptachse 11 angeordnet
sein. Eine zusatzliche Lichtquellenreihe -1 kann wiede-
rum benachbart zur symmetrischen Lichtquellenreihe
0, jedoch zur gegeniiberliegenden Seite hin querver-
setzt angeordnet sein, vgl. Fig. 2.

[0054] Die symmetrisch und asymmetrisch bzw. un-
terschiedlich weit asymmetrisch angeordneten Licht-
quellen bzw. -gruppen der Lichtquellenanordnung 4
sind vorteilhafterweise individuell bzw. gruppenweise
von einer Ansteuervorrichtung 12 ansteuerbar, insbe-
sondere ein- und ausschaltbar und/oder dimmbar. Die
genannte Ansteuervorrichtung 12 kann eine elektroni-
sche Steuerung beispielsweise umfassend eine Pro-
zessor-Steuerungsbaugruppe aufweisen und Teil einer
Einstellvorrichtung 13 sein bzw. mit einer solchen Ein-
stellvorrichtung 13 verbunden sein, die zur variablen
Einstellung der Aufweitung und/oder der Fokussierung
des Strahlenbilindels 6 vorgesehen ist. Die genannte
Einstellvorrichtung 13 kann dabei Eingabemittel zum
Eingeben bzw. Vorwahlen einer gewiinschten Aufwei-
tung und/oder Fokussierung aufweisen, beispielsweise
in Form einer Einstelltaste, eines Einstelldrehknopfes
oder auch eines Touchscreens oder in Form anderer
Eingabemittel. Alternativ oder zusatzlich kann die Ein-
stellvorrichtung 13 aber auch automatisch arbeitend
ausgebildet sein bzw. einen Automatikmodus aufwei-
sen, um die Aufweitung und/oder Fokussierung des
Strahlenblindels 6 automatisch in Form eines Betriebs-
und/oder Umgebungsparameters einzustellen.

[0055] Beispielsweise kann die Leuchte 1 einen Ab-
standssensor 14 umfassen, der den Abstand der
Leuchte 1 und/oder eines Strahlers 2 vom zu beleuch-
tenden Zielgebiet besitzen, wobei die Ansteuervorrich-
tung 12 die Lichtquellen der Lichtquellenanordnung 4 in
Abhangigkeit des erfassten Abstands ansteuert.

[0056] Wie ein Vergleich der Figuren 3 bis 5 zeigt,
verbreitert oder verjlingt sich das Strahlenbiindel 6 des
Strahlers 2 je nachdem, welche Lichtquellen bzw.
-gruppen angesteuert werden. Wird beispielsweise nur
die symmetrisch angeordnete Lichtquellenreihe 0 ein-
geschaltet, vgl. Fig. 3, wird ein enges Strahlenbiindel 6
erzeugt.

[0057] Wird zusatzlich zur symmetrischen Lichtquel-
lenreihe 0 die dazu benachbarte, aber zur Hauptachse
11 asymmetrische Lichtquellenreihe 1 eingeschaltet,
wird ein breiteres Strahlenbiindel 6 erzeugt, da der von
den asymmetrischen Lichtquellen her kommende
Strahlenblindelteil starker abgelenkt vom Optikelement
5 abgestrahlt wird, vgl. Fig. 4.
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[0058] Dabei zeigt die zusatzliche Linie L in Fig. 4
auch die Option, ein verbreitertes Strahlenblindel durch
symmetrisches Zuschalten von weiter entfernten Licht-
quellen zu erzeugen. Insbesondere verdeutlicht die zu-
satzliche Linie L den verbreiterten Strahlenbiindelteil,
der erhalten wird, wenn die LED-Baugruppe -1 zuge-
schaltet bzw. hochgedimmt wird, sodass dann in die-
sem Falle die Lichtquellengruppen -1, 0 und 1 mit ver-
gleichbarer Intensitat strahlen. Die Verbreiterung des
Strahlenbilindels kann also nicht nur durch Ergdnzung
bzw. Uberlagerung asymmetrisch zugeschalteter bzw.
hochgedimmter Lichtquellen erzeugt werden, sondern
auch durch Zuschalten bzw. Hochdimmen immer weiter
von der Hauptachse beabstandeter, beziiglich der
Hauptachse aber symmetrisch angeordneter Lichtquel-
len bzw. - gruppen.

[0059] Werden zuséatzlich zu der symmetrisch ange-
ordneten Lichtquellenreine 0 die dazu benachbarte,
asymmetrisch angeordnete Lichtquellenreihe 1 und die
wiederum dazu benachbarte, nochmals weiter asym-
metrisch angeordnete Lichtquellenreihe 2 betrieben,
kann ein nochmals verbreitertes bzw. starker aufgewei-
tetes Strahlenblindel 6 erzeugt werden, vgl. Fig. 5.
[0060] Wie die Teilansichten von Fig. 6 vergleichend
verdeutlichen, kann durch Zu- und Abschalten mehr
oder weniger stark asymmetrisch angeordneter Licht-
quellen bzw. -gruppen auch die Fokusebene des Strah-
lenbiindels 6 verandert werden bzw. in verschiedenen
Fokusebenen verschiedene Breiten oder Durchmesser
des Strahlenbiindels 6 eingestellt, je nachdem, welche
der Lichtquellen der Lichtquellenanordnung 4 betrieben
werden.

[0061] Fig. 6a zeigt die von den einzelnen Lichtquel-
len bzw. Lichtquellenreihen erzeugbaren Strahlenbiin-
delanteile, wahrend die Teilansichten 6b, 6¢ und 6d die
durch verschiedene Kombination der Strahlenbiinde-
lanteile erzeugbaren Strahlenbiindel 6 zeigen, wobei
wiederum die Teilansicht b die erzeugbaren Feldbreiten
bzw. Bindeldurchmesser in einer Fokusebene im Ab-
stand von beispielsweise 1 m, die Teilansicht ¢ die er-
zeugbaren Feldbreiten bzw. Blindeldurchmesser in ei-
ner Fokusebene im Abstand von beispielsweise 0,7 m
und die Teilansicht d verschiedene Feldbreiten bzw.
Bindeldurchmesser in einer Fokusebene im Abstand
von beispielsweise 1,5 m vom Optikelement 5 des
Strahlers 2 zeigt.

[0062] Wie die Figur 8 zeigt, ergeben sich auch bei
anders konturierten Linsen oder einem Reflektor als
Optikelement 5 entsprechende, in unterschiedliche tun-
gen abgestrahlte Strahlenbuindelanteile 6.0 und 6.1, die
bei Erganzung verschieden stark aufgeweitete Strah-
lenbiindel 6 ergeben.

[0063] Wie Fig. 2 zeigt, ist zwischen der Lichtquellen-
anordnung 4 und dem Optikelement 5 vorteilhafterwei-
se eine Mischoptik 15 vorgesehen, die vorteilhafterwei-
se nach Art eines langlichen Mischstabs ausgebildet
sein kann, um das von der Lichtquellenanordnung 4
her kommende Licht zu durchmischen noch bevor es
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auf das Optikelement 5 ftrifft.

[0064] Insbesondere kann die genannte Mischoptik 5
in Form eines segmentierten Mischstabs ausgebildet
sein, dessen Stabsegmente ein Stabblindel bilden und
umfangsseitig aneinander flachig angrenzen.

[0065] Die einzelnen Mischstabsegmente 16 kénnen
dabei einer jeweiligen Lichtquelle oder -gruppe zuge-
ordnet sein, die individuell ansteuerbar bzw. zu- und
wegschaltbar ist, um das Licht der jeweiligen Lichtquel-
le bzw. -gruppe zu durchmischen.

[0066] Wie Fig. 2 zeigt, kbnnen die zuschaltbaren un-
d/oder verschieden stark asymmetrisch angeordneten
Lichtquellengruppen Lichtquellen verschiedener Licht-
farbe umfassen, sodass in der Mischoptik 15, insbe-
sondere im jeweiligen Mischstabsegment 16 eine
Durchmischung des unterschiedlich farbigen Lichts er-
folgt.

Patentanspriiche

1. Strahler mit einer matrixartigen Lichtquellenanord-
nung (4), einem Optikelement (5) in Form einer
Linse zum Formen des von der Lichtquellenanord-
nung (4) her empfangenen Lichts zu einem Strah-
lenbiindel (6), sowie einer Einstellvorrichtung (13)
zum Einstellen der Aufweitung und/oder Fokussie-
rung des Strahlenbiindels (6), wobei die Einstell-
vorrichtung (13) eine Ansteuervorrichtung (12)
zum individuellen und/oder gruppenweisen An-
steuern der Lichtquellen der Lichtquellenanord-
nung (4) umfasst, die zum Einstellen der Aufwei-
tung und/oder Fokussierung des Strahlenbundels
(6) verschiedene Betriebsmodi aufweist, in denen
verschiedene Untergruppen der Lichtquellen ange-
steuert werden, dadurch gekennzeichnet, dass
das Optikelement (5) dazu ausgebildet ist, das ge-
samte empfangene Licht beim Formen zum Strah-
lenbiindel (6) gleich oft zu reflektieren, wobei die
Anzahl der Reflexionsvorgange (R) eines jeden
empfangenen Lichtstrahls an dem Optikelement
(5) der Beziehung 0 < R < n genigt und n eine
natirliche Zahl < 10 ist, und die Einstellvorrichtung
(13) einen Betriebsmodus zum Verstellen der Ab-
strahlrichtung und/oder Hauptachse des Strahlen-
blindels (6) aufweist, in dem zum Verkippen der
Abstrahlrichtung und/oder Hauptachse des Strah-
lenbiindels (6) verschiedene Untergruppen der
Lichtquellen angesteuert werden, die verschieden
stark asymmetrisch zur optischen Hauptachse (11)
des Optikelements (5) versetzt angeordnet sind.

2. Strahler nach dem vorhergehenden Anspruch, wo-
bei die Anzahl der Reflexionsvorgénge (R) eines
jeden Lichtstrahls am Optikelement (5) der Bezie-
hung 0 < R <5 oder 0 < R < 3 genugt.

3. Strahler nach einem der vorhergehenden Anspru-
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che, wobei in einem ersten Betriebsmodus der An-
steuervorrichtung (12) eine erste Lichtquelle oder -
gruppe, die bezlglich der optischen Hauptachse
des Optikelements (5) symmetrisch angeordnet
ist, leuchtet und eine zweite Lichtquelle oder -grup-
pe, die bezlglich der optischen Hauptachse des
Optikelements (5) asymmetrisch und/oder exzent-
risch versetzt angeordnet ist, abgeschaltet und/o-
der im Vergleich zur ersten Lichtquelle oder -grup-
pe heruntergedimmt ist, und in einem zweiten Be-
triebsmodus die genannte erste Lichtquelle oder
-gruppe sowie zumindest die genannte zweite
Lichtquelle oder -gruppe mit vergleichbaren Inten-
sitaten leuchten.

Strahler nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, wobei die Ansteuervorrichtung (12) dazu aus-
gebildet ist, zum Verkippen der Hauptstrahlachse
des Strahlenbiindels (6) kaskadenartig immer wei-
ter querversetzte Lichtquellen oder -untergruppen
zuzuschalten, sodass die Asymmetrie des von al-
len jeweils leuchtenden Lichtquellen erzeugte
Lichtblindel, das auf das Optikelement (5) trifft, be-
ziglich der optischen Hauptachse des Optikele-
ments (5) immer starker wird.

Strahler nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, wobei die Lichtquellenanordnung (4) insge-
samt asymmetrisch zur optischen Hauptachse (11)
des Optikelements (5) angeordnet ist.

Strahler nach dem vorhergehenden Anspruch, wo-
bei die Lichtquellenanordnung (4) insgesamt recht-
eckig konturiert ist und in Richtung der langeren
Hauptachse des Rechtecks auBermittig versetzt
zu der optischen Hauptachse (11) des Optikele-
ments (5) angeordnet ist.

Strahler nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, wobei die Einstellvorrichtung (13) einen weite-
ren Betriebsmodus zum Einstellen der Aufweitung
des Strahlenbiindels aufweist, in dem verschiede-
ne Untergruppen der Lichtquellen angesteuert wer-
den, die symmetrisch zur optischen Hauptachse
(11) des Optikelements (5), unterschiedlich weit
von der optischen Hauptachse (11) des Optikele-
ments (5) beabstandet angeordnet sind.

Strahler nach dem vorhergehenden Anspruch, wo-
bei die Ansteuervorrichtung (12) dazu ausgebildet
ist,

- zum Verbreitern des Strahlenbiindels (6) kas-
kadenartig immer weiter von der Hauptachse
(11) des Optikelements (5) beabstandete
Lichtquellen oder - untergruppen zuzuschal-
ten, und/oder

- zum Erzeugen eines im Querschnitt ellipti-
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10.

1.

12.

13.

14.

schen oder ovalen oder langlich gestreckten
Strahlenblindels (6) entlang einer Achse senk-
recht zur Hauptachse (11) des Optikelements
(5) zunehmend weiter von der Hauptachse
(11) beabstandete Lichtquellen oder -unter-
gruppen zuzuschalten und/oder entlang einer
zweiten Achse senkrecht zur optischen Haupt-
achse (11) des Optikelements (5) weiter von
der Hauptachse (11) des Optikelements (5)
beabstandete Lichtquellen oder -untergruppen
abzuschalten und/oder herunterzudimmen.

Strahler nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, wobei zwischen der Lichtquellenanordnung
(4) und dem Optikelement (5) eine Mischoptik (15)
zum kompletten oder gruppenweisen Mischen des
von den Lichtquellen oder -gruppen der Lichtquel-
lenanordnung (4) abgegebenen Lichts vorgesehen
ist, wobei die Mischoptik (15) einen segmentierten
Mischstab umfasst, dessen Segmente jeweils ei-
ner individuell zuschaltbaren Lichtquellengruppe
zugeordnet sind, die unterschiedlich farbige Licht-
quellen aufweisen, deren unterschiedlich farbiges
Licht in den Mischstabsegmenten gemischt wird,
wobei der segmentierte Mischstab zur optischen
Hauptachse des Optikelements (5) asymmetrisch
versetzt angeordnet ist.

Strahler nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, wobei das Optikelement (5) in Form einer
scheibenférmigen oder flachen, tellerartigen Linse
ausgebildet ist, die gegenuber einer Lichteintritts-
flache (7) einen reflektierenden und/oder total re-
flektierenden Linsenabschnitt besitzt, von dem
Lichtstrahlen zuriick auf eine Ringflache (9) um
die Lichteintrittsflache (7) herum gelenkt werden,
welche Ringflache (9) dazu ausgebildet ist, die
Strahlen auf eine ringformige Ringaustrittsflache
(10) auf einer gegeniiberliegenden Linsenseite zu
lenken.

Strahler nach dem vorhergehenden Anspruch, wo-
bei die Ringflache (9) mit einer Facettierung verse-
hen ist.

Strahler nach einem der Anspriche 1 bis 9, wobei
das Optikelement (5) eine zumindest naherungs-
weise runde, bauchig ausgeformte Linse aufweist,
zu deren Hauptachse die Lichtquellenanordnung
(4) versetzt angeordnet ist.

Leuchte mit einer Vielzahl von Strahlern (2), von
denen zumindest einer gemaf einem der Anspri-
che 1 bis 12 ausgebildet ist.

Leuchte nach dem vorhergehenden Anspruch, wo-
bei die Einstellvorrichtung (13) dazu ausgebildet
ist, auch bei unterschiedlichen Aufweitungen un-
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d/oder unterschiedlichen Fokussierungen der von
den Strahlern (1) gemeinsam abgegebenen Licht-
saule die gleiche Anzahl, insbesondere alle Strah-
ler (2) mit zumindest ndherungsweise gleicher In-
tensitat leuchten zu lassen.

Verwendung eines gemaf einem der Anspriiche 1
bis 12 ausgebildeten Strahlers mit einer matrixarti-
gen Lichtquellenanordnung (4) und einem das von
der Lichtquellenanordnung (4) her empfangene
Licht formenden Optikelement (5) in einer Leuchte
zum Erzeugen eines unterschiedlich aufgeweiteten
und/oder fokussierten Strahlenbiindels (6), wobei
asymmetrisch zur optischen Hauptachse (11) des
Optikelements (5) angeordnete Lichtquellen der
matrixartigen Lichtquellenanordnung (4) zum Ver-
kippen der Hauptabstrahlrichtung des Strahlenbiin-
dels (6) einzeln und/oder untergruppenweise indi-
viduell angesteuert werden.

Claims

Spotlight with a matrix-like light source arrange-
ment (4), an optical element (5) in the form of a
lens for shaping the light received from the light
source arrangement (4) into a beam (6), and a set-
ting device (13) for setting the divergence and/or
focusing of the beam (6), wherein the setting de-
vice (13) comprises a control device (12) for indivi-
dually and/or group-wise controlling the light
sources of the light source arrangement (4), which
has different operating modes for setting the diver-
gence and/or focusing of the beam (6), in which
different subgroups of the light sources are con-
trolled, characterized in that the optical element
(5) is configured to reflect the entire received light
the same number of times when shaping it into the
beam (6), wherein the number of reflection pro-
cesses (R) of each received light ray at the optical
element (5) satisfies the relation 0 <R <nandnis
a natural number < 10, and the setting device (13)
has an operating mode for adjusting the emission
direction and/or main axis of the beam (6), in
which, for tilting the emission direction and/or main
axis of the beam (6), different subgroups of the
light sources are controlled, which are arranged
offset with different degrees of asymmetry to the
optical main axis (11) of the optical element (5).

Spotlight according to the preceding claim, wherein
the number of reflection processes (R) of each light
ray at the optical element (5) satisfies the relation 0
<R<50r0<R<3.

Spotlight according to one of the preceding claims,
wherein in a first operating mode of the control
device (12), a first light source or group, which is
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arranged symmetrically with respect to the optical
main axis of the optical element (5), illuminates and
a second light source or group, which is arranged
asymmetrically and/or eccentrically offset with re-
spect to the optical main axis of the optical element
(5), is switched off and/or dimmed down in compar-
ison to the first light source or group, and in a sec-
ond operating mode said first light source or group
and at least said second light source or group illu-
minates with comparable intensities.

Spotlight according to one of the preceding claims,
wherein the control device (12) is configured to, for
tilting the main beam axis of the beam (6), switch
on in a cascaded manner ever further transversely
offset light sources or subgroups, such that the
asymmetry of the light bundle generated by all re-
spectively illuminating light sources, which im-
pinges on the optical element (5), becomes ever
greater with respect to the optical main axis of the
optical element (5).

Spotlight according to one of the preceding claims,
wherein the light source arrangement (4) is ar-
ranged as a whole asymmetrically to the optical
main axis (11) of the optical element (5).

Spotlight according to the preceding claim, wherein
the light source arrangement (4) is as a whole rec-
tangularly contoured and is arranged offset off-cen-
ter to the optical main axis (11) of the optical ele-
ment (5) in the direction of the longer main axis of
the rectangle.

Spotlight according to one of the preceding claims,
wherein the setting device (13) has a further oper-
ating mode for setting the divergence of the beam,
in which different subgroups of the light sources
are controlled, which are arranged symmetrically
to the optical main axis (11) of the optical element
(5), spaced at different distances from the optical
main axis (11) of the optical element (5).

Spotlight according to the preceding claim, wherein
the control device (12) is configured for

- widening the beam (6), switch on in a cas-
caded manner light sources or subgroups
spaced ever further from the main axis (11) of
the optical element (5), and/or

- generating a beam (6) that is elliptical or oval
or elongated in cross-section, switch on light
sources or subgroups increasingly further
spaced from the main axis (11) along an axis
perpendicular to the main axis (11) of the opti-
cal element (5) and/or switch off and/or dim
down light sources or subgroups further
spaced from the main axis (11) of the optical
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element (5) along a second axis perpendicular
to the optical main axis (11) of the optical ele-
ment (5).

Spotlight according to one of the preceding claims,
wherein between the light source arrangement (4)
and the optical element (5) a mixing optic (15) is
provided for completely or group-wise mixing the
light emitted by the light sources or groups of the
light source arrangement (4), wherein the mixing
optic (15) comprises a segmented mixing rod, the
segments of which are each assigned to an indivi-
dually switchable-on light source group, which
have differently colored light sources, the differ-
ently colored light of which is mixed in the mixing
rod segments, wherein the segmented mixing rod
is arranged asymmetrically offset to the optical
main axis of the optical element (5).

Spotlight according to one of the preceding claims,
wherein the optical element (5) is configured in the
form of a disc-shaped or flat, plate-like lens, which
has, opposite a light entry surface (7), a reflecting
and/or totally reflecting lens section, from which
light rays are directed back onto an annular surface
(9) around the light entry surface (7), which annular
surface (9) is configured to direct the rays onto an
annular ring exit surface (10) on an opposite lens
side.

Spotlight according to the preceding claim, wherein
the annular surface (9) is provided with a faceting.

Spotlight according to one of claims 1 to 9, wherein
the optical element (5) comprises an at least ap-
proximately round, bulbously shaped lens, to the
main axis of which the light source arrangement
(4) is arranged offset.

Luminaire with a plurality of spotlights (2), of which
at least one is configured according to one of
claims 1 to 12.

Luminaire according to the preceding claim, where-
in the setting device (13) is configured to, even with
different divergences and/or different focusings of
the light column jointly emitted by the spotlights (1),
cause the same number, in particular all spotlights
(2), to illuminate with at least approximately the
same intensity.

Use of a spotlight configured according to one of
claims 1 to 12 with a matrix-like light source ar-
rangement (4) and an optical element (5) shaping
the light received from the light source arrange-
ment (4), in a luminaire for generating a differently
diverged and/or focused beam (6), wherein light
sources of the matrix-like light source arrangement
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(4) arranged asymmetrically to the optical main
axis (11) of the optical element (5) are individually
controlled singly and/or group-wise for tilting the
main emission direction of the beam (6).

Revendications

Projecteur avec un agencement de sources lumi-
neuses de type matriciel (4), un élément optique
(5) sous la forme d'une lentille pour former la lu-
miére recue de 'agencement de sources lumineu-
ses (4) en un faisceau (6), ainsi qu’un dispositif de
réglage (13) pour régler la divergence et/ou la fo-
calisation du faisceau (6), dans lequel le dispositif
de réglage (13) comprend un dispositif de
commande (12) pour commander individuellement
et/ou par groupes les sources lumineuses de l'a-
gencement de sources lumineuses (4), qui pré-
sente différents modes de fonctionnement pour ré-
gler la divergence et/ou la focalisation du faisceau
(6), dans lesquels différents sous-groupes des
sources lumineuses sont commandés, caractérisé
en ce que I'élément optique (5) est configuré pour
réfléchir la totalité de la lumiere regue le méme
nombre de fois lors de la formation en faisceau
(6), dans lequel le nombre de processus de réfle-
xion (R) de chaque rayon lumineux recu au niveau
de I'élément optique (5) satisfait & la relation 0 < R
< n et n est un nombre naturel < 10, et le dispositif
de réglage (13) présente un mode de fonctionne-
ment pour I'ajustement de la direction d’émission
et/ou de I'axe principal du faisceau (6), dans le-
quel, pour le basculement de la direction d’émis-
sion et/ou de I'axe principal du faisceau (6), diffé-
rents sous-groupes des sources lumineuses sont
commandés, qui sont agencés de maniére décalée
avec des degrés d’asymétrie différents par rapport
a I'axe optique principal (11) de I'élément optique

(5).

Projecteur selon la revendication précédente, dans
lequel le nombre de processus de réflexion (R) de
chaque rayon lumineux au niveau de I'élément op-
tique (5) satisfait a la relaton 0 <R <50u0<R<
3.

Projecteur selon I'une des revendications précé-
dentes, dans lequel, dans un premier mode de
fonctionnement du dispositif de commande (12),
une premiére source ou un premier groupe de
sources lumineuses, qui est agencé(e) symétrique-
ment par rapport a I'axe optique principal de I'élé-
ment optique (5), émet de la lumiére et une deu-
xiéme source ou un deuxieéme groupe de sources
lumineuses, qui est agencé(e) de maniére décalée
asymétriquement et/ou excentriquement par rap-
port a l'axe optique principal de I'élément optique
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(5), est éteint(e) et/ou a intensité réduite par
comparaison a la premiére source ou au premier
groupe de sources lumineuses, et dans un deu-
xiéme mode de fonctionnement, ladite premiére
source ou ledit premier groupe de sources lumi-
neuses ainsi qu’au moins ladite deuxiéme source
ou ledit deuxiéme groupe de sources lumineuses
émettent de la lumiére avec des intensités compa-
rables.

Projecteur selon l'une des revendications précé-
dentes, dans lequel le dispositif de commande
(12) est configuré pour, pour le basculement de
I'axe de faisceau principal du faisceau (6), activer
en cascade des sources ou des sous-groupes de
sources lumineuses décalé(e)s transversalement
de plus en plus loin, de sorte que I'asymétrie du
faisceau lumineux généré par toutes les sources
lumineuses respectives émettant de la lumiere, qui
frappe I'élément optique (5), devient de plus en
plus forte par rapport a I'axe optique principal de
I'élément optique (5).

Projecteur selon l'une des revendications précé-
dentes, dans lequel 'agencement de sources lumi-
neuses (4) est agencé dans son ensemble de ma-
niére asymétrique par rapport a I'axe optique prin-
cipal (11) de I'élément optique (5).

Projecteur selon la revendication précédente, dans
lequel 'agencement de sources lumineuses (4)
présente dans son ensemble un contour rectangu-
laire et est agencé de maniére décalée et excen-
trée par rapport a I'axe optique principal (11) de
I'élément optique (5) dans la direction de I'axe prin-
cipal le plus long du rectangle.

Projecteur selon l'une des revendications préceé-
dentes, dans lequel le dispositif de réglage (13)
présente un mode de fonctionnement supplémen-
taire pour régler la divergence du faisceau, dans
lequel différents sous-groupes des sources lumi-
neuses sont commandés, qui sont agencés symé-
triquement par rapport a I'axe optique principal (11)
de I'élément optique (5), espacés a des distances
différentes de I'axe optique principal (11) de I'élé-
ment optique (5).

Projecteur selon la revendication précédente, dans
lequel le dispositif de commande (12) est configuré
pour

- élargir le faisceau (6), activer en cascade des
sources ou des sous-groupes de sources lumi-
neuses espacé(e)s de plus en plus loin de
'axe principal (11) de I'élément optique (5),
et/ou

- générer un faisceau (6) qui est elliptique ou
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ovale ou allongé en section transversale, acti-
ver des sources ou des sous-groupes de sour-
ces lumineuses espacé(e)s de plus en plus
loin de 'axe principal (11) le long d’un axe per-
pendiculaire a 'axe principal (11) de I'élément
optique (5) et/ou éteindre et/ou mettre a inten-
sité réduite des sources ou des sous-groupes
de sources lumineuses espacé(e)s plus loin de
I'axe principal (11) de I'élément optique (5) le
long d’'un deuxiéeme axe perpendiculaire a
'axe optique principal (11) de I'élément op-
tique (5).

Projecteur selon I'une des revendications précé-
dentes, dans lequel, entre 'agencement de sour-
ces lumineuses (4) et I'élément optique (5), une
optique de mélange (15) est prévue pour mélanger
complétement ou par groupes la lumiére émise par
les sources ou les groupes de sources de I'agen-
cement de sources lumineuses (4), dans lequel
I'optique de mélange (15) comprend un barreau
de mélange segmenté, dont les segments sont
chacun associés a un groupe de sources lumineu-
ses activable individuellement, qui présentent des
sources lumineuses de couleurs différentes, dont
la lumiére de couleurs différentes est mélangée
dans les segments du barreau de mélange, dans
lequel le barreau de mélange segmenté est
agencé de maniere décalée asymétriquement par
rapport a I'axe optique principal de I'élément op-
tique (5).

Projecteur selon I'une des revendications précé-
dentes, dans lequel I'élément optique (5) est confi-
guré sous la forme d'une lentille en forme de
disque ou plate, de type assiette, qui possede, a
'opposé d’'une surface d’entrée de la lumiere (7),
une section de lentille réfléchissante et/ou a réfle-
xion totale, a partir de laquelle des rayons lumi-
neux sont dirigés en retour sur une surface annu-
laire (9) autour de la surface d’entrée de la lumiére
(7), laquelle surface annulaire (9) est configurée
pour diriger les rayons sur une surface de sortie
annulaire (10) sur un cbété opposé de la lentille.

Projecteur selon la revendication précédente, dans
lequel la surface annulaire (9) est pourvue d’un
facettage.

Projecteur selon I'une des revendications 1 a 9,
dans lequel I'élément optique (5) comprend une
lentille de forme bombée, au moins approximative-
ment ronde, par rapport a I'axe principal de la-
quelle 'agencement de sources lumineuses (4)
est agencé de maniére décalée.

Luminaire avec une pluralité de projecteurs (2),
dont au moins un est configuré selon l'une des
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revendications 1 a 12.

Luminaire selon la revendication précédente, dans
lequel le dispositif de réglage (13) est configuré
pour, méme avec des divergences différentes et/ou
des focalisations différentes de la colonne de lu-
miére émise en commun par les projecteurs (1),
faire en sorte que le méme nombre, en particulier
tous les projecteurs (2), émettent de la lumiére
avec une intensité au moins approximativement
égale.

Utilisation d’un projecteur configuré selon 'une des
revendications 1 a 12 avec un agencement de
sources lumineuses de type matriciel (4) et un élé-
ment optique (5) formant la lumiére regue de I'a-
gencement de sources lumineuses (4), dans un
luminaire pour générer un faisceau (6) a diver-
gence et/ou focalisation différente, dans laquelle
des sources lumineuses de I'agencement de sour-
ces lumineuses de type matriciel (4) agencées de
maniére asymétrique par rapport a 'axe optique
principal (11) de [I'élément optique (5) sont
commandées individuellement et/ou par sous-
groupes pour le basculement de la direction d’é-
mission principale du faisceau (6).
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